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cComo reducir las
emisiones fugitivas

en la industria?

ONGRESO DE

#CMCChile2025 Q ot )

. . SO TEADIT
Emisiones por sector S i

Global greenhouse gas emissions by sector SHERE
This is shown for the year 2016 - global greenhouse gas emissions were 40.4 billion tonnes CO.eq. i
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Emisiones fugitivas

Leyes ambientales mas rigorosas
ESG (Environmental, Social, Governance)

Pérdidas de produccion

nfj] Mayor costo de mantenimiento
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¢Qué podemos hacer?

= ;Sabemos donde estan las emisiones fugitivas?

Hasta 70% se concentran en valvulas

= ; Como garantizar bajo nivel de emision fugitiva?

Hay normas, metodologia y buenas practicas

= ; Podemos estimar las emisiones fugitivas?

Es posible medir y usar datos de la EPA
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Principales normas para control de S el

emisiones fugitivas de valvulas

APl 624 ISO 15.848

#CMCChile2025 X

AP1 662 - APl 624 Eamr

1.510 ciclos mecanicos 310 ciclos mecénicos

5 ciclos térmicos 5 ciclos térmicos

APl 624
T=500°F (260° C) T=500°F (260° C)
P =600 psi (41 bar) P =600 psi (41 bar)
100 ppm 100 ppm
<> (metano) (metano)
Certificacion de la Certificacion de la
empaquetadura valvula
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ISO 15848 Ereanr

2 hasta 4 ciclos mecanicos
ISO 15.848 200 hasta 100K ciclos térmicos

T=-196° C hasta400 C

N
P =base en el rating de la valvula
10-5 hasta 102 mg.s™'.m™ (helio)
O
50 hasta 500 ppm (metano)

Certificacion de la
Valvula
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¢Cuales son los desafios para garantizar bajas >~
emisiones fugitivas en la operacion?
Especificacion
Cumplir con los Procedimiento
N correcta de la
requisitos del de instalacion
empaquetadura
equipo
o quip
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¢Cuales son los desafios para garantizar bajas >~

emisiones fugitivas en la operacion?

Especificacion de empaquetaduras:

Especificacion * Hilo de grafito flexible + refuerzo de inconel”
= correctadela Puntos importantes:
empaquetadura «  Calidad de grafito flexible
O + Aditivo para baja emision (PTFE)
~¢ Oiish 6
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¢Cuales son los desafios para garantizar bajas >~
emisiones fugitivas en la operacion?
Atencion al porcentaje de PTFE
Oxidation Results
EspeCiﬁcaCién . Confined Packings - 24 vs 48h @ 600°C
N correcta de la o

60% w2dh
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a0%
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PTFE Content

empaquetadura

Weight Loss

m 48h

Fuente: Laboratorio Teadit

#CMCChile2025 Oé‘gﬁﬁﬁﬁé .

12



03/11/2025

. , . . S ranT
¢Cuales son los desafios para garantizar bajas >~

emisiones fugitivas en la operacion?

Especificacion de

Especificacion empaquetaduras:
N correctade la * Hilo de PTFE
empaquetadura
@ * Puntos importantes:

~C QO it 6
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¢Cuales son los desafios para garantizar bajas >~
emisiones fugitivas en la operacion?
Requisitos para sellado:
* Rugosidad de la caja de empaquetaduras y vastago (32 ppul)
Cumplir con los * Tolerancias de la caja de empaquetaduras
. . * Cantidad de anillos (5, maximo 6)
requisitos del A
eqUIpo 2l Prensa y vastago:
X A = 0,90 hasta 1,50 mm
5 anillos < a Prensa y caja:
: B = 0,15 hasta 0,80 mm
Espaciador Caja y vastago:
C =1,00 hasta 1,65 mm
< (@)1
14
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¢Cuales son los desafios para garantizar bajas Ll
emisiones fugitivas en la operacion?
Garantizar el apriete adecuado de la
empaquetadura:
+ Calcular torque de instalacion
Procedimiento + Compactacién correcta de la empaquetadura
) de instalacion ?‘lﬂ”_

Prueba de aplastamiento
de la empaquetadura -
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Aplicando los conceptos en el campo X e

Metodologia para emisiones fugitiva (LDAR*) :
* Medicion de las emisiones fugitivas con analizador de gases
* Aplicar correcciones en la valvula
* Nueva medicion de emisiones fugitivas

N * Calculo de la reduccion de la pérdidas

* - LDAR (Leak Detection And Repair)
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Aplicando los conceptos en el campo

Ejemplo real (planta petroquimica en Brasil):

1 Nafta
2 Nafta
3 Gas combustible

12 bar
12 bar
5 bar

Emision en (ppm)

Valvula Jul/22* Ago/22 Oct/22 Jun/23 Abr/24

0,5

200 8,4
307 4,7
9.599 9,6

* Antes de la reparacion de las valvulas

9,0 6,0
5,2 2,0
12,5 0,6

0,2
3,2
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¢Como estimar las emisiones fugitivas?

¢Qué dice la EPA?

Table 2-6. Refinery and SOCMI Average Component Emission Factors®

Refinery Emission Factor

SOCMI Emission
Factor

Equipment Type Service (kg/hrisource)® (kg/hrisource)®
E@ Gas Co.0288 ) 0.00597
Light liquid 0.0109 0.00403
Heavy liquid 0.00023 0.00023
Pump seals’ Light liquid 0.114 0.0199
Heavy liquid 0.021 0.00862
Compressor seals Gas 0.636 0.228
Pressure relief valves Gas 0.16 0.104
Connectors All 0.00025 0.00183
Open-ended lines All 0.0023 0.0017
Sampling connections All 0.0150 0.0150

Note: ka/hr/source = kilearams per hour per source

Fuente: Emission Estimation Protocol for Petroleum Refineries — Version 2.1.1

Considerando una
pequena refineria

(5.000 valvulas)

Emision / ano:
0,0268 x 24 h x 365 d x 5.000 =

1.170 ton/aino
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¢Como estimar las emisiones fugitivas?
¢Qué dice la EPA?

Table 2-2. Equipment Leak Rate for Petroleum and SOCMI Equipment Components®

Considerando una

Pegged Emission Rates ~ . e
| = R FoTetes) - . pequena refineria
(All Services) (kg/hri/source) 10,000 ppmv 100,000 ppmv (kg/hrisource) -

Leak Rates for leum Industry ( nery, Marketing Terminals, and Oil and Gas P (5’000 va lvu"as)
vaive ) 7.8E-06 0.064 0.14 (2.29E-06%5V° ™
Ump 24E-05 0.074 0.16 5.03ERg~ °
Other” 4.0E-06 0.073 0.11 1.36E[xSV° %
—\\ Connector 7.5E-06 0.028 0.030 1.53EJxSV° 7
Flange 3.1E-07 0.085 0.084 4,61E[<S\VOT

Open-ended line 2.0E-06 0.030 0.079 2.20E [lx5V° 7 e
Leak Rates for Sy Organic C ing Industry (SOCMI) SV = Emision en (ppm)

Gas valve 6.6E-07 0.024 0.11 1.87E-06%SV*7
Light liquid valve 4.9E-07 0.036 0.15 6.41E-06xSV* "7
( ) Light liquid pump® 7.5E-06 0.14 0.62 1.90E-05%SV2%%
Connector 6.1E-07 0.044 0.22 3.05E-06xSV" 55

Note: ka/hr/source = kiloarams TOC per hour per source

Fuente: Emission Estimation Protocol for Petroleum Refineries — Version 2.1.1
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Conclusion

Considerando emision promedio: 10 ppm

Refineria con 5.000 valvulas

Aplicando la formula de EPA:

J

2,29 x 106 x (10 ppm)%74¢ x 24h x 365d x 5.000 ~ 0,6 ton/afo

) Emisiones Emisiones
ANTES DESPUES

1.170 ton/ano 0,6 ton/ano
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ESCANEA EL
CODIGO OR

RESPONDE UNA
BREVE ENCUESTA
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